Эталон сравнения для калибровки растровых электронных и атомно-си​ловых микроскопов в на​нометровом диапазоне

ОАО «Научно-исследовательский центр по изучению 

свойств поверхности и вакуума» (ОАО «НИЦПВ»)
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Краткая характеристика: Эталонная 3-х мер​ная шаговая мера МШПС-2.0К предназначена для калибровки средств измерений линейных размеров, применяемых в нанотехнологиях и микроэлектронике: растровых электронных микроскопов (РЭМ) и атомно-силовых микро​скопов (АСМ). 

Внесен в реестр Ростехрегулирования № 26441 от 19.01.2007 г.
Основные технические характеристики

Калибровка РЭМ (5 минут): увеличение, диаметр электронного зонда.

Калибровка АСМ (5 минут): цена деления по X-, Y-, Z-координатам, радиус острия кантилевера, неортогональность Z-сканера.

Номинальный размер шага - 2000 нм.

Ширина линии - 10 ÷ 1500 нм.

Высота (глубина) рельефа - 100 ÷ 1500 нм.

Погрешность аттестации:

Шаг: ±1 нм, ширина линии: ±1 нм, высота (глубина) рельефа: ±1 %.
Ключевые конкурентные преимущества: 

Реализация наношкалы в нанометровом диапа​зоне с мировым приоритетом, обеспечивающая калибровку средств линейных измерений в на​нотехнологиях (растровых электронных и атомно-силовых микроскопов) в реальном мас​штабе времени, в том числе непосредственно в самом процессе измерений, с абсолютной при​вязкой к эталону метра
Научная значимость: метрологическое обеспечение линейных измерений в нанометро​вом диапазоне.
Практическое применение: обеспечение единства измерений в нанотехнологиях и наноиндустрии.
Стадия разработки: выпуск малой серии
